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LOGARITMIEN] PRETVORNIK IN UPORABA MIKROFOTOMETRA

)

Pri raziskavah 2 elektronskim uklonom pam Debye - Scherrerjev
diagram poleg ospovnega podatka = razdalje med kristalnimi revoninami
dh"h - pove 3e veliko © kristalni shrukturi, velikosti kristalov,notra-
nji napetostih, dislokacijah in na sploh o deformacijah kristalne mre-
3e. Za doloditev mreine razdalje dhkl je dovolj, da ugotovimo = premere
uklonskih obrotev in njibove jakosti le priblizno ocenimo.Za ostale in-
formacije pa moramo poznati tudi Telativne intenzitete uklonskih &ért in
njihovo §irino. Mikrofotometer nam pomaga iz Debye - Scherrerjevih dia-
gramov dobiti te podatke. N - ) N .

) ¥V glavnem imamo ave vrsti mikrofotometrov: 2z enim svetlobnimi
snopom in Dobsonov mikrofotometer 2 dvema snopoma. Prvi je najenostavo-
ejdi. lzvor preslika kondenzor na uklonski posnetek, ki ga Jelimo foto-
metrirati, del vpadne svetlobe se v filmu abgorbira, del jo ujame obje~
xtiv in usmeri proti refi, za katero je fotocelica. 7 velikostjo reZe
in povedlavo objektiva je podana velikost ploskvice, ki je fotometriramo
7 A metroum merimo fototok, ki je sorazmeren prepuséeni gvetlobi in po
definiciji za podrnitev

- log e = logi% - L
D-»l°€j .1081 ....-.....‘-n.,........./l/

dolodimo iskano podrnitev,- &e Jje
... svetlobni tok pri poirnitvi D = 0
J ... svetlobni tok pri podrmitvi D
Ioin 1 sta odgovarjajoéa fototoka. Neprijetnost je v tem, da
je svetlobni tok odvisen od napetosti Zarmice. Poirnitev rentgenskih
filmov se spreminja v obsegu » -

0g D £ "”“-.”,--“”.;.”“.“”/2/

¥ar pomeni, da se fototok spreminja v razmerju 1:1000, jn zato mora im-
eti instrument %jroko merilno obmodje. . X

Pri Dobsonovem mikrofotometru je najvedja neprijetnost ta, da
je potrebno 22 fotometriranje rentgenskega filma 3 - 5 ur.
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ioél;}ivost in natandnost mikrofotometrov
- 3

Nataninost mikrofotometriranja je omejena z zrnatostjo filma
- ali ploide. 2 razlifnimi poizkusi je bilo ugotovljeno, da je nujno rezo
spreminjati v obsegu od 0,05 mm do 1 mm in da dobimo pravilne rezultate
le, &e zna3a efekt zrnatosti manj kot 2% prepuSCene svetlobe. Ce vzame-
mo- ta efekt maksimalno 2% ugotovimo, da’ je vpliv na polrnitev

- D = Je - Lo, b £ ST
D, - Dy log % log A log 55 cee 22 J3/
in je Jo... intenziteta vpadnega snopa

J ... intenziteta za delovmo todko drcbnozrnetega filma

Jp ... intenziteta za delovno todko, ki pade Ze nad 2%

Dy in D2 sta podrnitvi pri toku & in Jdy . .
Ker lahko piSemo 32. j‘...Aj sledi .

v

a0ty op-tag 4207 2-tag(1e 42) =-0AS( A + ) =001

P N N E e .04

torej instrument naj bo patanden, da bomo lahko merili poérnitveno kri-
vuljo na AD = 0,01 natanéno. . :

c -
+ +—& 8 A — 20y

F & H _
//}@1 ' . p

SLIKA 1

|

d

J
Sl. 1 Shematidno p:_.;ikazano delovanje instrumenta

i

Izvedba instrumenté

Glede na podane mo’nosti in 3im enostavnejSo izvedbo je  bil
po nairtu S.Zazule /1/ konstruiran mikrofotometer 2 enim svetlobnim sno
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pom. Zahteve so bile: &im patandneje meriti podrnitveno krivuljo,podati
pravilno razmerje med intenzitetnimi vrhovi, avtomaticno zapisovanje .Na:
8liki 1 je prikazano shematiéno delovanje Instrumenta: usmernik A napa-
~ ja akomulator B, ki stabilizira napetost za svetlobgi izvor. S konden-
zorjem D preslikamo sliko svetila C na film ali ploséo E.Z objektivom F
pa to sliko in sam film pa-re’o G. Za refo je plodlica iz mlednega ste-
Xla, ki razpr3i vpadlo svetlobo po celi povrsini fotocelice H. Dobljerne
signale logaritmiramo in ojadimo v lt)garitmiénem_pretvorniku I, ter pe-
1jemo nami meter in pisalni instrument X, Svetlobni izver je 6 V 35 W
%arnica, posebne izvedbe IEV z pavpidéno nitko., Nadin napajanja iz aku-
mulatorja preko usmernika nam omogolil stabilnost napetosti boljdo ot
1:1000. Za konstantnost svetlobnega toka na 0,5% mora biti namred 4% =
0,14%, kar pomeni, da mora biti stabilizacija boljSa kot 1:740. -Fotoce-
lica je tipa ACV, izdelave Institute za elektroniko V Ljubljani in ima
maksimalni tok 5 mA in temni tok manj8i kot 107 MA.

Logaritmiini pretvernik

Namesto zapletenih mehansko - elektridnih sistemov za direk-
tno od&itavanje podrnitve je tu uporabljen elektronski stik, ki logari-
tmira prihajajode signale iz fotocelice. Ker je polrnitev sorazmerna.
log prepublene svetlobe, ta pa fototoku, dobimo tako zopet neposredno
odditavanje podrnitve. V to svrho uporsbimo v prvi stopnji triodo,
dela v obmoéju eksponencialnega dela krivulje, kjer je ’

I,=%. log i8 + kg R 74

in za nad primer

1, = 142 + 26.10g ig/e/

Ze so tokovi vmA, ) S
Najvedji problem je pri tem seveda odvisnost delovédnja od to-
leranc cevi in spremembe ogrevne napetosti. Po V.H. Atree-ju /3/ se Je
dobro obnesla uporaba cevi 124U7 za prvo stopnjo. S tem ocdpravimo neza-
feljeni vpliv sprememb omre’ne in ogrevnih napetosti. Uporaba cevi ECC
02 je pokazale slicine laastnosti. Pri meritvah je bilo ugotovljeno, da
skoraj 25% cevi ni dajalo zafeljenih karakteristik log odnosa.Vzrok Je
tu vsekakor slaba kvaliteta cevi, ki lanko to ‘log lastnost triode popol
nome izbride. .
Meritev log karakteristik Stirih cevi BCC82 daje diagram na
sliki 2. Rezultati raznih cevi so odstopali za 2 -~ 3%, Za logaritmicnim
pretvornikom je enosmerni ojadevalnik, katerega ojacitev mora biti zelo
linearna, saj bi Ze majhna napaka znatno spremenila vrednost za podrni-
tev D.V izhodni stopnji imamo v anodi mi meter in precizni upor, s ka-
terega odvzemamo napetost za pisalni Instrument., Skala instrumenta Je
kalibrirana v log odnosu osvetlitve filma na poérnitev od D=0 do D=2 .

Umerj e.

~ V vhodni stopnji imamo preko preklopnika moZnost preklgpa od
25 M do 2500 M upornosti, s pomodjo esar umerimo MA meter na D = 2
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pri toku o wA in na D = O pri toku 400 A. Med obema stopnjama je prik
l1juCek na fotocelico, . L R

50 =
Q001 ot ar ‘ L .,
. SLIKA 2 . ‘\'nﬁyr\;n Teg ,nsfllA)

~

Sl. 2 Earakteristika log pretvor‘nika-\\

Natandnost merjenja podrnitve

Natandnost merjenja poérnitve je podana 2z najmanjSo razliko v
poérnitvi, ki jo na pisalnem instrumentu Se zaznamo, pri tem pa mora bi
+ti napaka zaradi zrnatosti filma v Ze preje zshtevanih mejah. Pri meri-
tvah je bila ta najmanjSa razlika v poérnitvi dobljena 0.02 D ali 2%.Za
celotno nataninost meritve poérnitvene krivulje pa seveda Se vplivajo
svetlobni izvor, log pretvornik, fotocelica, dnevna svetloba in razred
instrumentov. Ze prejsnje ugotovitve so nam pokazale velikosti teh na-
pak, zato bo natanénost celotnega instrumenta podana z

G\iﬁéqz’é:*% OSUR A 2

kar pomeni, da bo odiitek natanfen na 2.8%. _
Poleg navedenega umerjanja bi za veljo nataninost meritve mo-
rali namesto upornosti 2500 MO uporabiti sivo plosScico z D = 2, - )
Pri uporabi pisalnega instrumenta inamo moZnost  kombinirati
hitrost mizice z filmom /s prestavo na motorju/ in hitrost rekorderjs,
tako da je natandnost odéitka oddaljenosti intenzitetnih vrhov Se pove-~
Cana, .

'

ZAXLJUCEK

Izwerjene karakteristike so pokazale, da mikrofotometer ust—
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' reza postavljeninm zahtevam po sorazmerno hitrem in preciznem instrumen-
“tu za merjenje razdalj in intenzitet na uklonskih posnetkih, Nataninost
meritve razdalj na 0.0l mm ali boljSe in intenzitet na 3% za obidajne

.-raziskave popolnoma zadoila. - - . -

==} }-2

Py S

n‘n"'i
s

Sl. 3 Podrnitveni krivulji rentgenskega filma in elektronsko-mikro-
gkopskega posnetka uklona

Na slici 3 vidimo polrnitvene krivulje in sicer rentgenskega

uklonskega posnetka Al in elektronsko - mikroskopskega uklonskega pos—
netka T1Cl. Pri obeh je bila Sirina reZe 1l mm in viSina 10 mm. Krivulja
ozadja je pri posmetku T1Cl bolj gladka, ker je zrnatost ploZde pribli-
3n0 5 ~ 8 krat manjSa kot pri rentgenskem filmu, na katerega je bil po-
snet.Al. Instrument moremo uporabiti popolnoma enakovredno za fotoploS-—

3e

ali rentgenski film. Potrebno je edino za posamezne vedje razlike w

podrnitvi ozadja naravnati svetlost izvora in regulirati reio tako, da
dobimo primeren odnos za pisalni instrument.
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DISKUSIJA

Pitanje Ing. Nikole Nikolida:

Autor fererata, kolega NovinSek u vezi sa pryom jednadZbom ,
dao je podatak za eksponent k, koji se nalazi i u strunoj literaturi .
Medjutim,kod Zarulja vrlo male snage javljaju se jako razlifita vrijed-
nosti eksponenta k, vjerovatno radi hladjenja krajeva zZarme niti. Zato
»i bilo od interesa znati da 1i Je provjeravana vrijednost eksponenta k

Odgovor autora:

Mislim, da je za todnost meritve nepotrebno poznati natanéno-
at k eksponenta ker je Zarica 35 W in glede na nasSo uporabo imamo moz-
nost spreminjati svetlobni tok z regulacijo napetosti.
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